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Urzgdzenie do kontroli wymiaréw geometrycznych przedmiotéw plaskich
zaopatrzonych w otwory '

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenic do kontroli wymiar6w geometrycznych przedmiotow piaskich
o romej przepuszczalnosci promieni $wietlnych w zakresie widma widzalnego, zwlaszcza do kontroli
krazkéw zaopatrzonych w otwory usytuowane na wigkszych ptaszczyznach tych krazkow.

- Znane urzadzenie sklada si¢ z ukladu optycznego oraz uktadu elektrycznego, ktéry steruje mechaniz-
mem przemieszczania i selekcji kontrolowanych przedmiotéw. Bieznia korpusu mechanizmu przemieszcza-
nia i rozdzelania przedmiotéw zaopatrzona jest w otwér, w ktérym osadzona jest przesuwnie plytka
stanowiaca zapadni¢ potaczong z sitownikiem. Bieznia korpusu zaopatrzona jest ponadto we wziernik oraz
dwie przysiony. Przystona usytuowana nad wziernikiem zaopatrzona jest w otwor, ktérego wielko$é i ksztah
stanowi odwzorowanie rzutu prostokatnego kontrolowanego przedmiotu na plaszczyzng¢ réwnolegla do
najwigkszej powierzchni plaskiej tego przedmiotu. Druga przysiona usytuowana pod wzornikiem zaopa-
trzona jest w szczling, ktérej zewnetrzna krawedZ stanowi roéwniez odwzorowanie rzutu prostokatengo
kontrolowanego przedmiotu na plaszczyzn¢ réwnolegta do najwigkszej powierzchni plaskiej tego przed-
miotu. Na zewnatrz przyston osadzone s3 symetrycznie soczewki ptasko-wypukle, przy czym nad jedna z
soczewek znajduje si¢ Zrodio §wiatla usytuowane w jej ognisku a pod drugg soczewka usytuowane sg trzy
fotoelementy. Usytuowany na krwedz zarysu otworu przeston fotoelement potaczony jest z wejéciem uktadu
formujacego przebieg prostokatny, ktérego wyjécie potaczone jest z jednym z wej§é wzmacniacza mocy.
Drugi fotoelement usytuowany w ognisku soczewki oraz trzeci fotoelement usytuowany poza krawedza
zarysu otworu przystony, potaczone s3 z wejsciami komparatora napigcia, ktérego wyjscie potagczone jest z
wejsciem przerzutnika bistabilnego, ktérego wyjscie potaczone jest z drugim wej$ciem wzmacniacza mocy.
Wyjscie wzmacniacza mocy pofaczone jest z silownikiem sterujacym zapadnig.

Znane urzadzenie przeznaczone jest do kontroli tylko jednego wymiaru przedmiotu.

Istota wynalazku zawierajacego uklad optyczny oraz uklad elektryczny sterujacy mechanizmem prze-
mieszczania i rozdzelania kontrolowanych przedmiotéw polega na tym, ze osadzone pod wziernikiem
wyposazonym w przystong¢ fototranzystory usytuowane s3 w miejscach najwigkszych zmian strumienia
$wietlnego przechodzacego przez krawedze kontrolowanych wymiaréw, najkorzystniej w osiach kontrolo-
wanych otwordw przy czym przysiona zaopatrzona jest w otwor i szczeling, ktérych wielkos¢ i ksztalty s3
odwzorowaniem rzutu prostokatnego kontrolowanego przedmiotu na plaszczyzne¢ réwnolegla do najwigk-
szg powierzchni plaskiej tego przedmiotu z uwzglednieniem okre$lone;j tolerancji wymiaréw przedmiotu, z
tym, ze powierzchnie kontrolewanego przedmiotu nie przepuszczajace promieni §wietlnych odpowiadaja
otworom lub szczelinom w przystonie. Jeden z wymienionych fototranzystoréw potaczony jest z wejsciem
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odwracajacym faz¢ komparatora, ktérego wejécie nieodwracajqce fazy potaczone jest poprzez regulowany
dzielnik napigcia z punktem zerowym ukladu elektrycznego, a wyjécie komparatora potaczone jest z
wejéciem przerzutnika Schmitta, ktérego wyjscie polaczone jest z jednym z wej$¢ przerzutnika bistabilnego.
Regulowany dzelnik napigcia umozliwia uzyskanie okreslonego potencjalu odniesienia. Drugi fototranzy-
stor polgczony jest z wejéciem wzmacniacza asymetrycznego, ktdrego wyjscie potaczone jest z wejSciem
drugiego przerzutnika Schmitta, a jego wyjécie potaczone jest z drugim wejéciem przerzutnika bistabilnego.

Wyjscie przerzutnika bistabilnego polaczone jest z wejSciem przerzutnika monostabilnego, ktdérego
wyjécie polaczone jest z wejéciem wzmacniacza mocy, ktérego wyjscie potaczone jest z sitownikiem steruja-
cym zapadnia. Przemieszczajgcy si¢ kontrolowany przedmiot zastania stopniowo otwor i szczeling przystony
przerywajac strumieni §wiatla padajacego na fototranzystory co powoduje powstanie okre§lonego stanu
przerzutnika bistabilnego. W przypadku przemieszczania si¢ przedmiotu odpowiadajacego zadanym wymia-
rom, nast¢puje pene zastonigcie otwor6éw oraz szczelin przystony b¢dacej wzorcem i catkowite przerwanie
strumienia §wietlnego padajacego na fototranzystory w wyniku czego nast¢puje zmiana stanu przerzutnika
bistabilnego, co spowoduje uruchomienie sitownika i zapadni a kontrolowany przedmiot przemiesci si¢ do
pojemnika z przedmiotami odpowiadajagcymi okreslonym wymogom.

W przypadku przemicszezenia sig przedmiotu o ksztahtach lub rozstawieniu otworéw odbiegajacych od
#adanych, nie nast¢puje catkowite przerwanie strumienia §wietlnego, dzigki czemu stan przerzutnika bistabil-
nego pozostanie bez zmian, co spowoduje unieruchomienie sitownika wraz z zapadniga przemieszczajacy si¢
dalej kontrolowany przedmiot zostanie skierowany przez zapadni¢ do innego pojemnika.

Urzadzenie wedlug wynalazku umozliwia kontrol¢ dowolnych dwéch parametréw danego przedmiotu,
przykiadowo wymiaré6w zewngtrznych oraz rozstawienia otwor6w na powierzchni plaskiej kontrolowanego
przedmiotu.

Przedmiot wynalazku uwidocaiony jest w przykiadzie wykonania na rysunku przedstawiajacym sche-
mat ukladu optycznego, blokowy schemat uktadu elektrycznego orazschemat mechanizmu przemieszczania
i rozdzielania kontrolowanych przedmiotéw.

Urzadzenie do kontroli wymiaréw geometrycznych przedmiot6w plaskich zaopatrzonych w otwory,
przykiadowo guzikéw, skiada si¢ z korpusu, ktérego gérna powierzchnia ma postaé prostokata i stanowi
biezni¢ 1 kontrolowanych przedmiotéw wyposazong w zapadnig¢ 2 potaczona z silownikiem. Wzdiuz biezni 1
pod katem prostym osadzona jest listwa 3, przy czym bieznia 1 usytuowana jest w stosunku do poziomu pod
katem wigkszym od kata tarcia mi¢dzy materialem kontrolowanych guzik 6w 4 a materiatem listwy 3. Listwa
3 wyposazona jest we wziernik, w ktdrym osadzona jest przystona § zaopatrzona w otwor oraz szczeling,
ktérych wielkosé i ksztalt s3 odwzorowaniem rzutu prostokatnego kontrolowanego guzika 4 na plaszczyzng
réwnolegla do najwickszej powierzchni plaskiej guzika 4. Z jednej strony przystony § znajduje si¢ soczewka
plasko-wypukia 6, w ognisku ktérej osadzona jest na zewnatrz zaréwka 7 a z drugiej strony przystony §
osadzone sg fototranzystory 8, 9.

Fototranzystor 8 kontrolujgcy wymiar zewnetrzny guzika 4, usytuowany na krawedz zewngtrznej
szczeliny przystony § pofaczony jest z wejéciem odwracajagcym faz¢ komparatora 10, ktérego wejscie
nieodwracajace fazy polaczone jest poprzez regulowany dzelnik napigcia 11 z punktem zerowym ukiadu
~ elektrycznego. Wyjécie komparatora 10 polgczone jest z wejSciem przerzutnika Schmitta 12, kt6rego wyjscie
potaczone jest z jednym z wej$¢ przerzutnika bistabilnego 13.

Drugi fototranzystor 9, kontrolujacy rozstaw otworoéw guzika 4, usytuowany w osi otworu przystony §
polaczony jest z wejSciem wzmacniacza asymetrycznego 14, ktdrego wyjscie polaczone jest z wejSciem
drugiego przerzutnika Schmitta 15, ktérego wyjscie potaczone jest z drugim wejéciem przerzutnika bistabil-
nego 13. Wyjscie przerzutnika bistabilnego 13 polfaczone jest z wejéciem przerzutnika monostabilnego 16,
ktoérego wejscie potaczone jest z wejéciem wzmacniacza mocy 17, a jego wyj$cie potaczone jest z sitownikiem
sterujagcym zapadnig 2. Caly uklad elektryczny potaczony jest z zasilaczem 18 napigcia.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do kontroli wymiaréw geomtrycych przedmiotéw plaskich zaopatrzonych w otwory,
sktadajace si¢ z uktadu optycznego oraz ukiadu elektrycznego sterujacego mechanizmem przemieszczania i
rozdzelania kontrolowanych przedmiot6w, zawierajace korpus, ktérego gérna powierzchnia ma postaé
prostokata i stanowi biezni¢ kontrolowanych przedmiotow, wyposazong w zapadni¢ potaczona z sifowni-
kiem a ponadto wzdluz biezni osadzona jest listwa wyposazona we wziernik, w ktérym osadzona jest
przysiona zaopatrzona w otwér oraz szczeling, ktérych wiclkoéci i ksztalty sa odwzorowaniem rzutu
prostokatnego kontrolowanego przedmiotu na plaszczyzne réwnolegla do najwigkszej powierzchni ptaskiej
tego przdmiotu, przy czym z jednej strony przystony znajduje si¢ soczewka ptasko-wypukia w ognisku ktore;j
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osadzone jest na zewnatrz Zrédlo §wiatlaa zdrugiej strony przystony osadzone s3 fototranzystory, znamienne
tym, ze fototranzystory (8, 9) usytuowane s3 w miejscach najwi¢kszych zmian strumienia $wietlnego przecho-
dzacego przez krawedze kontrolowanych wymiaréw, najkorzystniej w osiach kontrolowanych otwor6w
przy czym jeden z fototranzystorow (8) potaczony jest z wejSciem odwracajacym faz¢ komparatora (10),
ktdrego wejécie nieodwracajace fazy polaczone jest poprzez regulowany dzelnik napigcia (11) z punktem
zerowym uktladu elektrycznego a wyjscie komparatora (10) potaczone jest z wejsciem przerzutnika Schmitta
(12), ktorego wyjscie potaczone jest z jednym z wej$é¢ przerzutnika bistabilnego (13), natomiast drugi
fototranzystor (9) polaczony jest z wejSciem wzmacniacza asymetrycznego (14), ktérego wyjscie potaczone
jest z wejsciem drugiego przerzutnika Schmitta (15), ktérego wyjécie potaczone jest z drugim wejsciem
przerzutnika bistabilnego (13), ktorego wyjscie potaczone jest z wej§ciem przerzutnika monostabilnego (16) a
jego wyjscie potaczone jest z wejsciem wzmacniacza mocy (17), ktdrego wyjécie potaczone jest zsilownikiem
sterujacym zapadnig (2).
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